Įrenginys cheminiam odų apdorojimui, turintis uždengtą perforuota plokšte vakuuminę kamerą ir kontūro formavimo įtaisą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kontūro formavimo įtaisas yra įspausta tarp vakuuminės kameros dugno ir perforuotos plokštės uždaro kontūro lanksčios žarnos pavidalo pneumatinė kamera su prie jos prijungtais traukimo mechanizmais, kurie yra kontūro formavimo įtaiso dalis, įgalinanti keisti pneumatinės kameros kontūro liniją pagal apdorojamos odos uždengtą vakuuminės kameros perforuotos plokštės išorinio paviršiaus ploto dalį.

